DIN ISO 24173:2013-04 (D)

Mikrobereichsanalyse - Leitfaden zur Messung der Orientierung mit
Elektronenriickstreudiffraktometrie (ISO 24173:2009)

Inhalt Seite
[\ = T 0T = 1 LYY e oY o 4
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise .........cccociiiniimiinnii e, 4
=1 Lo LT o 5
1 2N TV 4 Lo LB 0 Yo T o 7= o =T 1o o PP 6
2 NOrmative VErweiSUNQGEN ........coeeeieiiiiiiicicecececememnmnnnnsnsnnnnsnsnnsnnssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnssnsnnnns 6
3 7= | SR 6
4 Ausriistung flr die EBSD ........cccciiiiiiiiiciiecciirrsnssssssssssssssssssssssssssmsssssesssssssssssssssssssassssssnnsnssnnssssnnnes 13
5 BetriebsbedinQUNQGeN.......... s s 14
5.1 Probenpraparation ... s mn e aan 14
5.2 Probenausrichtung..........ccociiiiiniiii i ——————— 15
53 Schritte zum Erfassen €ines EBSP.......o i rrssi s ss s sssa s s ranaa s e na e annn e 15
5.3.1 Einstellen der Betriebsbedingungen des MIiKroSKops ..........cccounvmminnimnnnnnsnsessessssesens 15
5.3.2 Detektor- und Arbeitsabstand............cccciiiiiiiiiii i e na— 16
5.3.3 Kameraintegration/Belichtungszeit..........c..cccconrimmmiinni 16
L0 T S = Y1 1T 1 3 5 16
5.3.5 EBSP-Mittelwerthildung.........ccociiiiiii e nnnns 17
5.3.6 EBSP-Hintergrundkorrektur/EBSP-Signalkorrektur ...........cccccccmmmiiiiicissscemmrennnssssssssseesssssssssnnens 17
L0 0 RN = ¥ 1 T L= =Y o £ T U g ' [ PSS 18
6 Fiir die Indizierung der EBSP erforderliche Kalibrierungen ............ccccoovimmimmiiccccccsseeenensnessnens 19
7 WX T 1)Y= =0 - LT =) PSR 23
71 Praparation fiir die Voruntersuchung .........cccciiimninnini s 23
7.2 BetriebsbedinQUNQgeN..........ccco i ———— 23
7.3 Stabilitatskontrolle der AUSIUSTUNG ........covciiiiiiiiiir 23
7.4 ]SS g =1 £ 23
8 1Y =X W T 13 e L= o 1= 23
8.1 | 1= 4 L= 3 = 23
8.2 Unsicherheit der Messung der Kristallorientierung .........ccccceeviiiiiimiinisssssssssssssssssses e ssse e sesssssennes 24
8.3 W\ e X1 oY 1T T3 @ T =T 0 1 T= U 3V TR 24
8.4 Relative Orenti@rUNg .......ccccciiiiiiccccecrier e s e s s smn e e e e e e s sn s mmn e e e e e e s nmmnneeenssnnnnn 24
9 [ oY= T 3 25
Anhang A (informativ) Kurzbeschreibung der EBSD............occcoiiiimiiiiincccscersee s ssssssess s ss s s sssmsssesses s 26
Anhang B (normativ) Probenpraparation fiir die EBSD...........ccccccimiiiiicccimemrrrisissccsseeee s s s ssssnes e essnnnes 27
B.1 AlIGEMEINES ...t 27
B.2 0= 010 L= 0 27
B.3 T o =Y A =Y o 27
B.4 L5 o3 1 1= =Y o . 28
B.5 o =Y =Y o T 28
B.6 Y72 | W 29
B.7 LY 1= 0 13 1 = 10 = 1 7= S 30
B.8 Leitfahige Beschichtungen [22] ...........cc i ssssrr s s ssmn e e e e s s mmne e e s nnnn 32
Anhang C (informativ) Kurze Einfiihrung in die Kristallographie und das Indizieren von EBSP

sowie sonstige fiir die EBSD niitzliche Informationen.........cccccooccccoriiiii e 33
CA | e 1= 4 1= 3 =S 33
C.2 803110 =Y 1 =SSR 33



C.3 L L= 10 1= 1 = L= | = 34

C.4 KristallfiChtUNGeN ...t s s s anm e e e e e e e s snne e e e e en s e nnan 35
C.5 Ly T3 =T T=Y =TT o 35
C.6 KristallSYStemE .......coiiiceiiiiir i 36
C.7 = 10 T ] 1T o 1= o N 37
C.8 BravaiS-Gitter ...... .. n e mnnn e 37
C.9 Manuelle Indizierung eines kubischen EBSP .........cccccoiiiinnisssse e 38
C.10 Bespiele fiir indizierte kubische EBSP............ e 40
(O I TN & 125 € Yo [o o F= 1 U= L T L= RS 42
C.12 Niitzliche Gleichungen und Informationen ...........cccccciiiiiiiiccccsscrrr e 44
L0 1 T3 V7 1 4 o [ SN 44
C.12.2 Elektronenwellenldange als Funktion der Beschleunigungsspannung ........ccccccovccvcemerenennnncnnns 45
C.12.3 Interplanarer Abstand fir (% k I)-Ebene ... 45
C.12.4 Volumen der Elementarzelle............ccoiiiiiiiiiii e s 45
C.12.5 Winkel zwischen zwei Ebenen (/11 kq 1) @and (513 kg 13) .eueeeeeeeiiiciieeeeeie e 46
C.12.6 Finden der zur Ebene [u v w] senkrechten Ebene (/1 k1) c.....occoeeiiiciiiiniiinncer s 46
C.12.7 Beziehungen zwischen Zonen und Ebenen............ciiiiiiicccciecmiinnn s ccsssese e s sssmses e e see s 46
C.12.8 Bedingungen, unter denen ein Kikuchi-Band sichtbar ist ........ccccccceeicciirriirnn e 46
C.12.9 Kubische interzonale und interplanare Winkel............ccccciiiiiccccicmmmninnnssscssseeeee s ss s sssssessesessnnsns 48
C.12.10Kfristallographische Angaben fiir ausgewdhlite kubische Phasen..........ccccccceriiicccccecernnenninnns 49
C.12.11 Kristallographische Angaben fiir ausgewahlte hexagonale, tetragonale und
orthorhombische PRasen ... e 49
C.12.12Beziehungen der Fehlorientierungen bei kubisch liberlagerten Gitterplatzen (CSL) ............. 50
I =Y LTy T 1= o 51



		2026-05-31T10:37:12+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




